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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｊ  37/147   　　　Ｂ
   Ｇ０１Ｎ  23/225   　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/66    　　　Ｊ
   Ｈ０１Ｊ  37/22    ５０２Ｆ
   Ｇ０１Ｂ  15/04    　　　Ｋ

【手続補正書】
【提出日】平成22年4月19日(2010.4.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検査試料を試料ステージにより連続的に移動させ、当該連続的に移動する試料の電子
線画像を走査電子顕微鏡により取得して、前記被検査試料を検査する検査装置において、
　当該検査装置は、前記試料ステージの連続移動と電子線の一次元走査により構成される
ストライプ状の領域の走査を前記被検査試料に対して行って前記電子線画像を取得する検
査装置であって、
　前記被検査試料に対する電子線走査を実行し、該電子線走査による二次電子あるいは反
射電子を検出する電子光学ユニットと、
　電子線走査が実行される領域と実行されない領域とが前記ストライプ状の領域上に形成
されるように前記電子光学ユニットを制御する制御ユニットとを備えたことを特徴とする
検査装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の検査装置において、
　前記被検査試料の光学画像を取得する光学顕微鏡ユニットを備え、
　前記制御ユニットは、
　前記被検査試料上で指定される被検査領域の情報および前記光学画像に基づく被検査領
域に関する測定値の情報に基づき、前記電子線走査を実行する領域としない領域の領域形
成を制御することを特徴とする検査装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の検査装置において、
　前記光学顕微鏡ユニットは、前記測定値として、前記被検査試料上に形成された複数の
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チップの位置、当該複数のチップのうちの２つのチップ間の距離、メモリセルの繰り返し
パターンの繰り返しピッチのいずれかを測定することを特徴とする検査装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の検査装置において、
　前記試料ステージを連続的に移動させるステージ連続移動機構を備え、
　当該ステージ連続移動機構は検査時間を短縮するためのステージ速度調整する機能を有
することを特徴とする検査装置。
【請求項５】
　被検査試料を試料ステージにより連続的に移動させ、当該連続的に移動する試料の電子
線画像を走査電子顕微鏡により取得して、前記被検査試料を検査する検査方法において、
　前記試料ステージを一方向に連続移動させるとともに前記電子線を当該連続移動の方向
とは交差する方向に走査することにより、前記被検査試料をストライプ状に走査し、
　前記ストライプ状の電子線走査による二次電子あるいは反射電子を検出して前記画像を
取得し、
　更に、前記ストライプ状の領域上に、電子線走査が実行される領域と実行されない領域
とが形成されるように前記電子線走査を制御することを特徴とする検査方法。
【請求項６】
　被検査試料を試料ステージにより連続的に移動させ、当該連続的に移動する試料の電子
線画像を走査電子顕微鏡により取得して、前記被検査試料を検査する検査方法において、
　前記試料ステージを一方向に連続移動させるとともに前記電子線を当該連続移動の方向
とは交差する方向に走査することにより、前記被検査試料をストライプ状に走査し、
　当該ストライプ状の電子線走査による二次電子あるいは反射電子を検出して前記電子線
画像を取得し、
　前記ストライプ状の領域上に、電子線走査が実行されない領域が形成されるように前記
電子線走査を制御することにより、前記被検査試料の全面を走査する場合に比べて高速な
検査を実行することを特徴とする検査方法。
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